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Podstawowe nazwy i okreSlenia-

1. WSTEjP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sy podsta-

wowe nazwy, okreélenia i oznaczenia dotyczace niecentral-

noéci soczewek i soczewkowych zespotéw klejonych.

1.2. Zakres stosowania normy. Podane w normie nazwy

i oznaczenia powinny by¢ stosowane przy projektowaniu u-
ktadéw optycznych, a zwtaszcza przy opracowywaniu doku-

mentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej

oraz w publikacjach naukowo-technicznych.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

baza montazowa (podstawowa montazowa powierz-

(2. 1)
chnia bazowa) - powierzchnia decydujgca o potozeniu so-
czewki lub zespotu klejonego w oprawie mechanicznej.

Przyktady bazy montazowej:

a) obrzeze cylindryczne soczewki - rys. 1la),

b) konstrukcyjna faza ptaska soczewki lub soczewkowego

zespotu klejonego - rys. 1b), c),
c) powierzchnia kulista soczewki lub soczewkowego ze-
spotu klejonego - rys. 1d).
. a)
a) Baza montazom
Baza montazom jB0zo pomocnicza®
M M
X N
Rys.
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(2.2) baza pomocnicza (pomocnicza montazowa powierz-
chnia bazowa) - powierzchnia przecinajagca sie z bazy mon-
tazowy i stuzyca wraz z niy do ustalenia potozenia soczew-
ki lub soczewkowego zespotu klejonego w oprawie mecha-
nicznej.

Przyktady bazy pomocniczej:

a) cylindryczne obrzeze soczewki lub zespotu w przy-

padku, gdy grubo$¢ na brzegu jest niewystarczajyca do

witadciwego usytuowania elementu w oprawie - rys. 1Id),

b) cylindryczna powierzchnia profilowanego obrzeza so-
czewki lub zespotu - rys. 1c).
(2.3) baza technologiczna (technologiczna powierzchnia

bazowa) - powierzchnia soczewki lub soczewkowego ze-

spotu klejonego, na ktérej mocuje siy soczewky lub zespot

klejony w procesie centrowania.

Przyktady bazy technologicznej:
a) powierzchnia kulista soczewki stykajyca siy z czoto-
wy powierzchniy oprawki centrowniczej - rys. 2a),

b) obrzeze cylindryczne soczewki stuzyce do zamocowa-
nia soczewki w przyrzydzie centrowniczym - rys. 2b).

Baza pom ocnicza
Baza montazom

d) Baza nontazona

Baza pomocnicza
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w ktérych wszystkie powierzchnie czynne optycznie sy cen-

tralne.

(2.9) soczewka niecentralna lub soczewkowy zesp6t kle-
jony niecentralny - soczewka lub soczewkowy zesp6t kle-
jony, w ktérych co najmniej jedna powierzchnia czynna op-

tycznie jest niecentralna.

3. PARAMETRY NIECENTRALNOSCI

(3. i) kat pochylenia x powierzchni - kyt miedzy nor-
Rys. 2. malny do powierzchni w centrowniczym wierzchotku powie-
rzchni i centrowniczy osiy odniesienia (rys. 3, 4).
(2.4) o$ odniesienia (centrownicza o0$ odniesienia)
M -M - prosta, wzgledem ktérej okres$la sie niecentralno$-
ci, wyznaczona w oparciu o podstawowy lub podstawowy i
pomocniczy montazowy powierzchnige bazowy.
Przyktady wyznaczania osi odniesienia;
a) gdy bazy montazowy jest cylindryczne obrzeze So-
czewki, wtedy osiy odniesienia jest 0§ obrzeza soczewki
(rys. 1la, rys. 3),
b) gdy soczewka lub soczewkowy zesp6t klejony ma pod-

stawowy i pomocniczy montazowy powierzchnige bazowy, wte-

dy osiy odniesienia jest normalna do podstawowej montazo- (3.2) przesunigcie m $rodka krzywizny powierzchni op-
wej powierzchni bazowej wystawiona w $rodku krzywej po- tycznej - odleglo$¢ Srodka krzywizny tej powierzchni od
wstatej z przeciecia tych dwéch powierzchni bazowych centrowniczej osi odniesienia (rys. 4).

(rys. b, c, d). (3.3) kat klinowatos$ci 9 soczewki - kyt miedzy ptasz-

czyznami stycznymi do powierzchni optycznych soczewki

wystawionymi w centrowniczych wierzchotkach tych powie-

rzchni (rys. 5).

Rys. 3

(2.5) wierzchotek centrowniczy (centrowniczy wierzcho-
tek powierzchni) W - punkt powstaly z przeciecia sig osi

odniesienia z rozpatrywany powierzchniy optyczny (rys. 3).
(3.4) klinowato$s¢ At soczewki - maksymalna réznica

(2. 6) powierzchnia centralna - powierzchnia optyczna . . . .
grubos$ci na niefazowanym obrzezu soczewki.

soczewki lub soczewkowego zespotu klejonego, ktérej nor-

. . . . (3.5) pryzmatycznos$¢ soczewki lub soczewkowego
malna w wierzchotku centrowniczym pokrywa sie z osiy

zespotu klejonego - kyt odchylenia (dewiacji romienia pa-
odniesienia soczewki lub soczewkowego zespotu klejonego. P l g y y ( i p P

dajycego wzdtuz centrowniczej osi odniesienia (rys. 6).
(2.7) powierzchnia niecentralna - powierzchnia optycz-

na soczewki lub soczewkowego zespotu klejonego, ktorej
normalna w wierzchotku centrowniczym nie pokrywa sige z
osiy odniesienia soczewki lub soczewkowego zespotu kle-

jonego.

(2.8) soczewka centralna lub soczewkowy zespét klejo-

ny centralny - soczewka lub soczewkowy zespét klejony,



(3.6)
wego zespotu klejonego - promiern okregu zataczanego przez

obraz punktu

niecentralno$¢ b obrazu soczewki lub so

lezecego na osi odniesienia przy obrocie

czewki lub soczewkowego zespotu klejonego wokot tej

(rys.

Lp.

10

12

7).

Nazwa

Baza montazowa (rys. la, b, c,

rl)

Baza pomocnicza (rys. 1b, c, d)

Baza technologiczna (rys. 2a, b)

O$ odniesienia

Wierzchotek centrowniczy

Ket pochylenia powierzchni

Przesunigecie $rodka krzywizny

Ket klinowatos$ci

Klinowato$¢ soczewki

Pryzmatyczno$¢ soczewki lub so-
czewkowego zespotu klejonego

Niecentralnoé¢ obrazu soczewki
lub soczewkowego zespotu klejo-
nego

Niecentralno$¢ ogniska obrazo-
wego soczewki lub soczewkowego
zespotu klejonego
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czewko- (3.7) niecentralno$¢ c ogniska dbrazowego soczewki lub

soczewkowego zespotu klejonego - niecentralnos$¢ obrazu

sO- punktu znajdujgcego sie w nieskonczonos$ci (rys. 8).

osi

4. OZNACZENIA

Oznaczenie
literowe

At

R - promien krzywizny powierzchni sferycznej.

k - liczba powierzchni czynnych optycznie.

rk - ket promienia aperturowego w przestrzeni obr<azowej z osie optyczne w przyblizeniu przyosiowym.

Pozostate oznaczenia - wg PN-71/N-02303

- wysokos$¢ przebicia powierzchni

Informacje dodatkowe

Oznaczenie . ‘2
) Zalezno$¢ matematyczna
graficzne
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4 Informacje dodatkowe do BN-78/5510-07

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowuiaca norme - Centralne Laborato-

rium Optyki, Warszawa.

2. Normy zwigzane
PN-76/N-01630 Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
rysunkéw czeéci i zespotdbw oraz schematéw optycznych
PN-71/N-02303 Optyka geometryczna. Nazwy, okreélenia

i oznaczenia poje¢ podstawowych

3. Normy zagraniczne

Anglia BS 4301:1968 Recommendations for the preparation
of drawings for optical elements and system

RFN DIN 3140 Teil6. (1976) Zeichnungsangaben fUr Op-
tikeinzelteile. Zentrierfehler

USA MIL-O-13830A 1963 Optical components for fire con-

trol instruments. General specification governing the ma-

nufacture, assembly and inspection OE

4. Autorzy projektu normy - doc. dr Janina Bratkowska,
mgr inz. Aleksandra Chojnacka, dr inz. Tadeusz Krysz-

czynski - Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa.
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